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micro-analyse
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SE in-lense

SE + BSE

(Everhart-Thornley)

ENT 15 kv,
WD 10,4m
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ex. colonne Zeiss GeminiSEM 500

JEOL 6700F (2001) Tescan Vega Il (2012) Zeiss GeminiSEM 500 (2016)
IPCMS, laboratoire n°0036 ECPM, batiment R1, niveau 1 ECPM, batiment R1, niveau 1
« FEG froid . Filament de W « FEG Schottky
. Détecteur Everhart-Thornley . Détecteur Everhart-Thornley « Détecteur Everhart-Thornley
. Détecteur in-lense . Détecteur rétractable YAG «2 Détecteurs in-lense
. Détecteur rétractable 2 segments . Pression partielle 3 & 500 Pa «2 Détecteur rétractable 5 segments
. Détecteur STEM . Trés grande distance de travail « Détecteur STEM
. Détecteur EDXS SilLi 30 mm? . Excellente profondeur de champ « Détecteur EDXS SDD 30 mm?

« Détecteur de photoluminescence
« Pression partielle 3 a 500 Pa
«Plasma cleaner

Autres moyens de la plate-forme

— Evaporateurs de C, Au, Ir

—> Microscopes optiques

— Polisseurs mécaniques ou ioniques

—> Bombardement ionique pour nettoyage ou coupe
—— Encadrement d'une formation CFE annuelle

Hitachi IM4000+ ion beam polisher
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